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CODIGO NOMBRE DEL CURSO
MI63C DINAMICA Y CONTROL DE PROCESOS
NUMERO DE HORAS DE HORAS DE HORAS DE
UNIDADES DOCENTES CATEDRA DOCENCIA AUXILIAR TRABAJO PERSONAL
6 3,0 0,0 3,0
REQUISITOS REQUISITOS DE CONTENIDOS ESPECIFICOS CARACTER DEL CURSO

MI51G,MI51A,MI42D,MI52E

Procesos Metalurgicos,
Planteamiento y solucion de
ecuaciones diferenciales lineales

Optativo

PROPOSITO DEL CURSO

Este curso permite que usted sea capaz de Analizar y modelar el comportamiento dinamico
de procesos y aplicar conceptos basicos de Control automatico y su implementacion en

Planta

OBJETIVO GENERAL

Comprender los fundamentos de la teoria de Modelacion y su aplicacion en el control
automatico de procesos metallrgicos. Dominar la terminologia de la implementacion de

sistemas de control
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Unidades Tematicas

1. INTRODUCCION AL CONTROL DE PROCESOS
2. MODELACION Y SIMULA CION DE PROCESOS
DINAMICOS

3. CONTROL CLASICO

4. CONTROL AVANZADO

5. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
CONTROL

1 - &
LJ* Lll Dpto. Ingenieria de Minas- fcfm - Universidad de Chile MI63C- Dinamica y Control de Procesos



EVALUACION

Instancias de calificacion:

Control N°1: Unidades 1y 2
Control N°2 Unidades 3,4y 5

Tarea N°1 Unidad 2
Tarea N°2 Unidad 3
Examen: Integrador del curso, se evaluan las competencias que fueron

declaradas en el programa, como logro a ser alcanzado por el estudiante.

Nota Final: 55% Nota Controles y 45% Nota Ejercicios, tarea y Laboratorio.
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.Sistemas Dinamicos?
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. Qué es un modelo?

Una representacion de la
Realidad
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JPor qué modelar?

e Diseno de nuevos procesos
e Optimizacion de procesos
existentes

e Control de procesos
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Modelacion y Simulacion

 Modelo: representacion
e Simulador: Implementacion de un

modelo
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Motivaciones del Control
Automatico

S E= R N e

f

Aciunador

,
v'Calidad
v'Seguridad
v Optimizacion
v’ Informacion
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Motivaciones del Control
Automatico

X 1 Operacion Riesgosa

Control Automatico )

m\ «— Operacién Optima

Operacion Manual

> Operacion Sub-6ptima

v
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Objetivos de Control
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Elementos de un Sistema de
Control

| s
- / Controlador

f

Acinador

- Cﬁ/f
p/ *‘f'

Proceso
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Modelacion en el Diseno

 Dimensionamiento de equipos
e Evaluacion de riesgos
e Optimizacion de Procesos

 Diseno de Estrategias de
Operacion/Control
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Modelos en sistemas de
Control

* Ajuste de parametros
(sintonizacion)

e Sistemas Expertos

e Control Predictivo
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Complejidad de un Modelo

SISTEMA
W

Distancia =

1
Complejidad

v

MODELO

| .]J, Dpto. Ingenieria de Minas- fcfm - Universidad de Chile MI63C- Dinamica y Control de Procesos



Complejidad de un Modelo

SIMPLEZA PRECISION
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Sistema Dinamico

 Ejemplo: TermOometro
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Dinamica Termometro
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LEs el termOmetro un
Sistema Dinamico?

JEs relevante su
Dinamica?
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Elementos de un Sistema

Variables Variables internas
Manipuladas (u)

_ - Entradas| Estado (x) | salidas (y)
Perturbaciones (w) — -

medidas Parametros
no medidas

Variables “externas™
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Elementos del sistema
Termometro

 Entradas (u): Temperatura Externa (real)

e Salidas (y): Lectura de temperatura

e Estados (x): Calor en Mercurio

 Parametros: Capacidad Calorica
Coeficiente de Dilatacion

Geometria Termometro
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. Como Analizamos estos
Sistemas?

e Modelar
e Estimar Parametros
e Simular

e Evaluar
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Estimacion de Parametros

Fb u PROCESO |—2—
y

4 EI MODELO
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k
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Tipos de Modelos (1)

Punto de Vista Clasificacion
Generacion Fenomenoldgico - Empirico
Naturaleza Deterministicos — Aleatorios
Numero de . .

. Monovariables — Multivariables
variables
T. continuo — V. continuas
Continuidad de T. continuo — V. discretas
variables T. discreto — V. continuas

T. discreto — V. discretas
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Tipos de Modelos (2)

Punto de Vista Clasificacion
Comportamlento V. concentradas — V. distribuidas
espacial
Comportamiento NG e e
temporal

me’ahdad de Lineales — No lineales
Variables
Realizabilidad Causales - Anticipativos
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Modelacion Fenomenologica

 Basados en la Fenomenologia del
sistema, es decir fenomenos:

e Mecanicos
 Hidraulicos
e (QQuimicos
e Eléctricos
e KEntre otros
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Modelacion Fenomenologica

* Aplicar Leyes de Conservacion

e Aplicar Principio de Minima Accion
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Leyes de Conservacion

e Conservacion de:
e Masa
 Energia
e Momentum
e Carga eléctrica
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Leyes de Conservacion

1.- Plantear ecuaciones de balance dinamico

K [ ] e/ \
Variacion

de X en el

sistema

- J

4 Entrada

neta de X

al sistema
\_
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Modelacion Fenomenologica

2.- Expresar ecuaciones de balance, en funcion
de variables de entrada y salida.

3.- Determinar parametros
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Modelacion Fenomenologica

 Ejemplo 1: Termometro

Balance de calor: Q

dQ/dt = Qin +94n
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Modelacion Fenomenologica

Qin = -k*A*( Text-Tter)/l

k: Conductividad térmica vidrio (1.1)
A: Area de Contacto
I: KEspesor vidrio

Qin = =0 >!<( Text-Tter)
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Modelacion Fenomenologica

Tter — Q/Cp

Cp: Capacidad calorica Mercurio

dQ/dt = -a *( Text- Q/Cp)

dQ/dt = a *Q/Cp-a *Text

Propuesto: Ajustar parametros obtener curva!!
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Trabajo en Clase

e Obtener el modelo fenomenologico
del siguiente sistema

5 Fout
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Trabajo en Clase

 Definir: Entradas, Salidas, Estado y
parametros.

* Plantear Leyes de Conservacion
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